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Optische Hochleistungsbeschichtungen sind heutzutage aus der modernen Lasertechnik und
Präzisionsoptik nicht mehr wegzudenken. Prominente Anwendungen überspannen breite Tech-
nologiebereiche von der Konsumoptik über optische Speichermedien und Messverfahren bis hin zu
anspruchsvollen Lasersystemen im industriellen Einsatz oder in der Grundlagenforschung. In vielen
Anwendungsbereichen sind es die Qualitätsmerkmale der optischen Schichten, die beispielsweise das
Leistungsvermögen von Lasersystemen, die Wirtschaftlichkeit von Produkten und Anwendungen
der Lasertechnik in der Industrie oder sogar den Erfolg von wissenschaftlichen Experimenten
begrenzen. Das Symposium SYOH soll in diesem Rahmen eine aktuelle Zusammenfassung zu den
gegenwärtigen Problemstellungen und Lösungsansätzen in der optischen Dünnschichttechnologie
präsentieren. Neben Beiträgen aus dem institutionellen Umfeld sind auch viele Industrieunter-
nehmen vertreten, die interessante Aspekte der Herstellung, Charakterisierung und Optimierung
von optischen Hochleistungsschichten abdecken. Das Symposium soll eine Diskussionsplattform
darstellen für Wissenschaftler aus allen Fachdisziplinen, die optische Schichtsysteme einsetzen oder
auf Gebieten der Vakuum- und Plasmaprozesse tätig sind.

Übersicht der Hauptvorträge und Fachsitzungen
(Hörsaal 6A, Poster A)

Hauptvorträge

SYOH 1.2 Mi 11:35–12:10 6A Beschichtung von Hochleistungsoptiken - Trends und Herausforderungen
— •Norbert Kaiser, Andreas Tünnermann, Martin Bischoff, Dieter
Gäbler, Olaf Stenzel

SYOH 1.3 Mi 12:10–12:40 6A Herausforderungen an Design, Beschichtungs- und Meßtechnik bei der
Umsetzung aktueller Anforderungen an die Dünnschichtoptik am Bei-
spiel der Fluoreszenzmikroskopie — •Uwe Schallenberg

SYOH 2.1 Mi 14:00–14:30 6A Herstellung optischer Hochleistungsschichten — •Harro Hagedorn
SYOH 2.2 Mi 14:30–15:00 6A Hochpräzise Fertigung: In situ Monitorierung und Rugate-Filter —

•Henrik Ehlers

SYOH 3.1 Mi 15:00–15:30 6A Optische Beschichtungen für Laseranwendungen — •Johannes Ebert
SYOH 3.2 Mi 15:30–16:00 6A Quality Characteristics of Laser Optics — •Kai Starke, Holger Blasch-

ke, Lars Jensen, Marco Jupé, Puja Kadkhoda, Heinrich Mädebach, Det-
lev Ristau

SYOH 3.3 Mi 16:30–17:00 6A Dispersive Spiegel für Femtosekunden-Laserquellen – Status und Trends
— •Uwe Morgner

SYOH 3.4 Mi 17:00–17:30 6A Innovatives Magnetronsputtern für die Lasertechnik — •Michael Sche-
rer

SYOH 4.1 Do 11:30–12:00 6A Optische Hochleistungsschichten für die Lithografieoptik — •Christoph
Zaczek

SYOH 4.2 Do 12:00–12:30 6A XUV Multilayer Optiken — •Torsten Feigl, Sergiy Yulin, Nicolas Be-
noit, Uwe Detlef Zeitner, Thomas Peschel, Christoph Damm, Norbert
Kaiser, Andreas Tünnermann
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SYOH 5.1 Do 14:00–14:30 6A Optische Hochleistungsbeschichtungen in Excimer Lasern — •Claus
Strowitzi

SYOH 5.2 Do 14:30–15:00 6A Charakterisierung der Verlustmechanismen und der Strahlungsstabilität
UV-optischer Materialien — •Klaus Mann

SYOH 6.1 Do 15:00–15:30 6A Herstellung und Anwendungspotenziale hochwertiger optischer Funk-
tionsschichten durch Magnetron-Sputtertechnik — •Michael Vergöhl,
Bernd Szyszka, Christoph Rickers, Andreas Pflug

SYOH 6.2 Do 15:30–16:00 6A Innovative stationary and in-line sputter technologies for precision op-
tical coatings — •Peter Frach, Hagen Bartzsch, Joern-Steffen Liebig,
Joern Weber, Volker Kirchhoff

Fachsitzungen

SYOH 1.1–1.3 Mi 11:30–12:40 6A Design, Herstellung und Kontrolle
SYOH 2.1–2.2 Mi 14:00–15:00 6A Design, Herstellung und Kontrolle (Fortsetzung)
SYOH 3.1–3.4 Mi 15:00–17:30 6A Anwendungen in der Lasertechnik
SYOH 4.1–4.2 Do 11:30–12:30 6A Optiken im DUV/EUV-Spektralbereich
SYOH 5.1–5.2 Do 14:00–15:00 6A Optiken im DUV/EUV-Spektralbereich (Fortsetzung)
SYOH 6.1–6.4 Do 15:00–17:00 6A Industrielle Anwendungen
SYOH 7.1–7.5 Mi 17:30–18:30 Poster A Poster Optische Hochleistungsbeschichtungen


